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環境汚染の計測とそのシステム化
SYStematic Measurementin EnvironmentalPol山tion

Ve｢v st｢ict｢egu】ations have beenissued o†late one after the other for the

P｢eVentio=Of envi｢0nment∂IpoltutiomlnIine wilh such move.the M仙strv of

lnte｢nationalT｢ade andlndust｢y has published∂St｢■ngent Plan of supervj引ng

measu｢lnglnSt｢UmentStObeused jnthefieldofpollutionsu｢vev.

ln this a｢ticle.various measurlnglnStrumentS neW】v deve】oped tocomplv with

the｢equi｢ements o†theabove｢egulationsand pIan.for the measurement of both

∂i｢and wate｢po=ution.areintroduced.AIso.someexamplesofthe什applicationin

COmPute｢SyStemSforoveralIpo=utionsurvevarediscussed.

t】 緒 言

公t与対象成分は一1綬に純々の妨二i子成分と共存する場介が多く,

川見三f器積も貼悪の条件となる場ナナがほとんどであり,しかも,.汁

i糾機箸詩に対しては,従来の一党器では不可能なほどの超高感度と信

哀別生とが要求される｡きらに規制の強化に伴い,各地でi刑走件数

が急岬し,それらの測定およぴデ【タ処群を大幅に能率化,箭ノJ

化する必要を生じているが,これまでに発表されてきた公害計測

機器は必ずしもその目標を満足していなかった｡

このような社会情勢に応ずるため,通商産業省は ■‾亡さ三引馴系計

測器製造業高度化計画+を官報告示(昭和46年8月13L】)し,そ

の【‾F+で合王聖化計画としては,表1の左欄に示すような計測機器に

対し,〔〕内で表わすような測定下限および従来以上の測定桁J空

と信索引生を要求している｡本報はこのような凶家的要請にプfトった

各柏の計測機器とそれらを用いるデータ処理システムの開発北i兄

について述べる｡

臣I大気汚染の規制とその計測およびシステム

2.1大気汚染に関する規制

日本,アメリカ,ソ連の環】菟基準は表2に示すとおI)である｡

この裏において,一酸化炭素ではソ連が,イオウ戸唆化物では日本

がきびしく,浮遊粒子ヰ大物質では三者ともほぼ同程度である｡ま

た窒素酸化物については,アメリカでは二酸化窒素の形で規糾し,

ソ連では五酸化二窒素の形で規子別しており､日本は現在審議小で

ある｡窒素酸化物はボイラ排ガ､ス,自動車排ガスのいずれにおい

ても,排出直後は-一酸化窒素の形態であるが,大気中に放rHされ

るとLだいに二酸化窒素に戸軽化されるので,全要素酸化物(NOx)

の形て■規制すべきであるとの声も聞かれる｡オキシダントや炭化

水素はその化学構造の不明確さから規制も遅れている.=.

排出躾準については,汚染物質(イオウ酸化物,煤塵(ばいじ

ん),一酸化ノ尤素､‾二酸化窒素)に対する繋ユ､帖充1ナ濃度の規制の

はかに,各椎プラントの規悦に応じた煤塵(ばいじん)量の規制

や,Cd,Pb,Cl,F とその化†㌻物に対する規制も設け⊥lフれてい

る=｡.

2.2 大気汚染の計測1幾器

J汁器の†し言束副生向_1一二のためには,まず第一一に公て寺子.汁測川の各純標

準か､スの供給体制を確立する必要がある=｡第二は貴之適のサンプ

り ングシステムを確‾正することである｡いずれも現在JIS化か計

画されている｡特に後者の場fナ､たとえば,健道排オ､スの分析な

どでは,霜ノェ以下でのサンプリ ング,ダストiほ人のⅠ;ガ1卜,サンプ
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表l 合理化機種と予想される計測方式

(A)大気汚毒央計7則機器

)則 定 工員 目 )則 定 方 式

一酸化炭素(CO)
〔20,川ppm〕

炭酸ガス(COご)

〔lppm〕

丁ト メタンイヒーFID式ガスクロ)去

L､そ:･水銀蒸気-一原子り及光法
非分散赤夕十ガス分析二去

ト メタンイヒーFID式ガスタロ;去

非分散赤夕十ガス分析ン去2

｢l亜硫酸ガス(SOご)

〔lr)Pr¶〕

硫化水素(H‥±S)

酸イヒ窒素(NO､)
〔2∴0･Dp沖Pり1〕__
塩素ガス(Clコ)

〔0▲Oip叩〕_

ラッうと水素(HF)

〔lppm〕

′2J

､吾･
4

5

ll

彗
l

真
=

炎光光電光度)去(FPDン去)

相関分光)去

電量分析法(クーロメトリー)

非分散赤外ガス分析二去

溶液導電率ン去

炎光光電光度法

電量分析ン去

ケミルミネセンス法

相関分光法

オルトトリジンン去

(か けい光〉則光ン去

‾‾‾‾す‾‾‾‾‾三顧

(軒 サルツマン〉去

､2)二波長測光)去
‾育三〉‾テ1了‾守‾了7‾ラ‾iジプシキソシ戻

′そ二1けい光)則光)去
炭化水素計)則機器 FID-ガスクロン去

〔0.1ppnり ■
2 非分散赤外ガス分析法

(兼粒度分布)

オキシダント

〔0.1ppm〕

広土或計)則

〔0.1ppm′km〕

光散乱;去

ケミルミネセンスン去

lご遊離-一電量法(またほ比色法)
し-ザ･ラマン･レーダ

相関分光う去

(B)水質シ弓濁,悪臭,計測機器

)則 定 方 式

上二･･PH計測ン去

甘 光散乱ン去

魯 ダフノヒ卓二旦重責全墜垂

二_卜抽出一赤外分析;去

′乏､･燃焼三去

測 定 項 員

水素イオン)農度(pH)

濁度

)由分濃度

〔0.OIp叩り

)客存酉要素

〔0.1pr)r¶〕

浮遊年勿質

てニ ガルバニ電丁也i去

r､乙･クーロメトリ

･‥ニ卦
ポーラログラ

〔二l二〉光散乱ン去

フエ/-ル輯

〔=叩nl〕

シアンイオン

___________+旦二旦1旦吐し各種重金属年勿質

〔Hg,Cd､Pb,Cし】.Z†1

M†1.Cr.As〕

+

フイ

ト 蒸留一拍出一比色う去

(至′:･二)店長測光法
3 けい光7則光三去

蒸留一比色)去

イオン選択電極)去

原子吸光ン去

高周三皮プラズマスペクトル;去

)夜クローク一口メトリー
イオンi糞択電極)去

燃焼)去

甘

2

面

r乏､･･

(言､〉

(13成分)

TO(三
悪臭

4
■
汀
■
川
汀
∵
竣
‥
退

炎光光電光度法

FPD.FID-GC)去

力Pスクローマススペクトルニ去

注:(l)機種の項中〔〕内は測定感度を示す｡

(2J)則定方式中○印ほ合理化計画の要求する1農度を計)則できる方式を示す
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表2 各国の大気汚染用環境基準

汚 染 物 質 日 本 l ア メ リ カ ソ 連

一酸 化炭 素
心 8時間平均値 20p【〕m

② 24時間平均値 川ppnl

叩l時間値 35ppm

(至ノ 8時間値 9ppm

〔D 30分平均値

t貪 24時間平均値

4.8ppl¶

0.8【〕Pm

巾:)年平均イ直

〔合 24時間平均値
イオウ酸化物

(SO｡検算)
･こ釦

(キノ

1よ下の日数

J時間値

の時間数

l時間値

の時間数

0･05pp汀】

0､05ppm

年70%以上

2ppm以下

年99%以上

0.1ppm以下

年88%以上

町 24時間平均値 0.14ppnl

〈之)･年平均値 0.03ppnl

叶 30分平均値

(′む24時間平均値

0.17F)Pm

O･05ppm

窒 素 酉変化牛勿 専門委員会で審議中 I NO2

〔_り年平均値 0.05pp-¶

N205 r-し 30分平均値 0.06ppl¶

② 24時間平均値 0.02ppm

浮遊粒子二状物質
10.α以下の粒子*

1､l時間値 200/ノgノ′■nl:く
= 24時間平均値 Z60/ノg′/nl:1

せj 24時間平均値100′∠g′′′mこ1 l 堰:} 年幾何平均値 75/ノg′′m=i

小 30分平均値 500〃g/′′｢--

② 24時間平均値150/略ノnlニー

オキシダント 専門委昌会で審議中 廿l時間値 0.08ppm

炭 化 水 素
未 定 非メタン系炭化水素 3時間平

均値(午前6時から9暗まで)

0.24ppnl(メタン換算値)

注:★中央公害審議会大気部会の答申(昭和46年12月22日)
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図I CO,CO2の分析例
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英
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リング他山の厳j軋二努めねば左･らなし-(1)(2).｡以ド,述べる分析汁

はL述の対策がなされた場でナはいずれも従来の手法よりも悠瓜

精度などに旧し十分期待できる｡

2･2.1CO,CO2の計測

高度化計臼11iによれば,COでは10,20ppm,CO2では1ppmの

測定下限を要求しており†従来の非分散亦外か､ス分析法で亡.土不十

分であるため,各椎の方式(1)が検討されている｡.Ste,｡｡Sら(2)は次

のメタン化-FIDガスクロガJじを桜案L,われわれはその一千臼三を

可能にLが3)0試料ガスはガ>スクロの注人｢-より〔倒i･-i二人されて,

キャリヤカースとともに分維カラムを泌糾一に,CO,CO2,CH4ち･

どが分離されるロ この溶維成分をNi触雌のほし-い〕たJ山打力ラム

(約3500c)中にH2ととい二三さ芋人することにより,COやCO2がメ

タン化され,これらはFIDで0･1ppm以‾lく▲でも十分舟血空分析さ

れるじ 図lはその分析例である{)

2.2.2 SO2,悪息の計測

煉道排ガス中の二酸化イオウ(SO2)の計測には,溶液噺E率法,

赤外線ガス分析法,′F･巨岩分析法,炎光光電光腔法(略LてFPD法

という),柑閏分光法などいろし､ろある(l〉｡また悪央中のイオウ化

榊勿の高感度計測には炎光光一.-E光度法が注臼されている｡われわ

れは両者に共用されるFPD法による計測機器を用ヲ己Lたして図2は

FPDそのも♂)ク)断面凶,図3はこれをガスクロマトグラフに装

崩した際の悪臭成分の分析例である｡FPDの原理は二人のとょjり

である0図2の炎光部に試料オIスか′-一導入されるとイオウ分は39471椚

→

FPD

シグナル

SO.｡

HごS

C HユSH

(CH〉ト～S

CS･J

CコHぅSH

図3 悪臭成分の分析例

†す近でケミルミネセンスを発するので,その波艮の狭弔日並胤坦フ

ィルタの通過光をヘッドオン形の光電子岬陪管で検Jliする亡二
一般

に椀山卜批は0.005pplnホリ空である｡

2.2.3 NOxの計測

煙道排か■スや自動車排ガスのような発_朋糾】の窒素轍化物は人

分がNOの彬であるが,一一項之ノヾ1(中に拡散する中にそのほとんど

どがNO2に転換する･つ この州左にはサルソマン比色乱 利‖災J分ノL

法- ケミルミネセンス扶,▲→疫土圭一)h左光度臼さが過ご1である..二二

では,仝三軍素鰭化物(1としてNO＋NO2)測定上†J=糾う芭Lた∴彼

氏光`一に∫じNOx分帆汁について述べる｡

排ガス中のNOx=ま七んどかNO＋NOフ)はすゾパ邑′i二旨こ卜ごり卜戌

L7二03とJ丈l芯Lてご人J＼この.ように

2NO＋303=N205十302‥
‥(1)

2NO2＋03=N205＋02 …

･･･(2)
上略化▲一半素が土岐するが,約3000Cの加熱炉により,

2N205=4NO2十02･
･･･(3)

のようにNO2に転模する.〕二の拉人収収は405nm,共‾fJ二他成分〝)

オスで拉も城〃丈の乙■い池上主は610nm付近である〝‾)で,図4の.上う

に二つの-r単色光に分けられるが,l一別Ⅴセ′レには川一一光央で人射す

る･1そジ)探NO2に･より剛史される波壬主と対抑止上主とは‾交/ノニに払坦

するノ)で,rさ+モ利･小グ)NOx膿蛇に対応Lた=ブJが柑られることと仁一

る｢･火ノJ発一1に｢7うントグ)排ケスは硯打200ppm前後であるク)で,フ

ルスケール500ppⅡlの一汁l刑としている｡
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2.2.4 浮遊粉塵および煤塵の計測

2.1で述べたように,煤塵の排出基準,浮遊粉塵の環1菟基準など

のきぴしい規制および表1のように高度化計画の高い目標が出さ

れているが,次の点で現有機器には問題がある｡すなわち,

(a)粒度分布の自動測定ができない｡

(b)精度や再現性があまりよくない｡

(c)連続測定できるものが少ない｡

AN-100形スタ､ノクモニタはそれらの問題を解決している｡す

なわち,光散乱粒子カウンタにより粒径分布ごとの個数濃度を測

定したのち,各粒径分布ごとの重量平均径による平均体積と,浮

遊粉塵あるシーは煤塵の三戸均比重との椋から各粒径ごとの重量膿比

をJ拝めるとともに,その値を積算して仝素量濃度をも求める｡光

散乱粒子カウンタでは粒子径dの1個の粒子からdα(αは定数)

に比例した波高値のパルスが1佃得られるため作意の粒度分布別

に測定できる｡図5は本装置の構成である｡高濃度発生掘での計

測では,このように希釈装置が必要となる｡光散乱粒十カウンタ

は,光源の光が光ストッパによってカットされ,試料空気中の拉

-‾Fの通過時にのみ散乱光が発生して,それを光電f一増倍管で検出

する方式が採られている｡重た試料空気は清浄空1もで包まれ光学

系の汚染を防JLしている｡以上の特長のほかに,

(i)広い濃度範囲にわたり適応性よく計測できる｡,

(ii)人体への影響を考慮したデータを得るため,柑空分布ごと

の個数濃度の測定を可能にする｡

点が特長として追加される｡

2.3 大気汚染監視システムと計装例

大気汚染の計測による監視には二つの立場がある｡第一は特定

地域の公的機関による汚染監視であり,SO2,CO,CO2,NOx,

NO2,NO,オキシダント,煤塵などが基準値を越したときに,地

域住民に警報を発するとともに,発生源に警告する｡この際はJム

凹面鏡
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妓の総合監視を必要とするので,複数個の監視局で情報を収集し,

それを中央局にイム送して総合判断することとなる｡監視局には同

志局と移動局があり,後者には分析計を輯載したバスなどを用い

る｡各局の測定対象には_L記項目のほかに風向,風速,1‾も比ふなど

があり,これらの情報は無線か有線の伝送路で中央に送られる｡

大形のシステムでは中央に計算機を設置しデ【タの解析を行なう

が,将来の予測をも含めた汚染のシミュレーションモデルも開発

されている｡

第∴は環境汚染源となる可能性のあるプラントを有する企業で,

自主的に排山汚染対象物を監視し,基準を越えないよう自主規制

するものである｡この場合は前者に比べて局所的計測が主体とな

る｡ここでは,ごく-一般的な燃焼設備における計装のうち,公害

防止に関連する部分を図6に示した｡

重油中のイオウ分析はSO2規制に関連して重要な計測村象であ

るが,窒素分析はNOx規制に関連し最近重要視されている｡その

他の成分の分析地点は一一応煙突内であるが,酸素は空気予熱器以

降の空気漏れを考藩するとボイラ直後が望ましい場合もある｡こ

のはかにSO3や水分,露点などの計測が必要なこともある｡

田 水質汚濁の規制とその計測システム

3.1水質汚濁に関する規制

人の健康にかかわる環境基準としては,シアン,総水銀,アル

キル水銀.有機リンなどに刈■Lては検出されないこと,カドミウ

ムでは0.01ppm以下,鉛では0.1ppm以下,クロム(6価),ヒ素で

は0.05ppm以下という規制値がとられている｡一方,生活環境に

かかわる環境基準としては,pH,BOD,COD,溶存酸素,大腸菌

群が規制の対象になっている｡以上の環境展準とは別に,水質汚

濁l坊止法による排水碁準も表3のように設けられてし-る｡これら

の規制値を十分監視できる計測技術の確立が望まれる訳であるが,
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図6 燃 焼 装 置 計 装 例

表3 水質汚濁防止法による排水基準

項 目 才非出 許容限度 試 写貴 方 法

カドミウムおよぴその化合物 Cdとして 0.】mg/ノ +lS K O102の40.l

シアン化合物 l の29.l.Z右よぴ29.3

有携りン化合物 CdとLてl の23

鉛およぴその化合物 PbとLてl の39.3

6価クロム化合物 Cr(Ⅵ)として0.5′･ の5l.2.l

ヒ素およぴその化合物 Asとして 0.5mg/J の48

水銀およぴアルキル水銀その他の化合物検出されないこと の44.1

アルキル水銀 検出されなし､こと

′+･SKO■02の晋孟子字詰賢ク

(b)その他の排水汚染物質

項 目 排出許容限度 試 ∈枚 方 法

PH 海域5.ロ､9.0,その他5.8～8.6 +lS K O102の 8

BOD 160mg/‖日間平均120mg/り の16

COD 160mgイ/( I20
′) の13

浮遊物質量 200 ′′(日間平均150mg/り の10.2.1A

油分 鉱油5mg/J,油脂30mg// の18.2A

フェノール類

銅含有量

亜鉛

溶解性鉄 ′′

溶解性マンガン ′′

クロム

フッ素有量

大腸菌君羊数

5mg/J

3

5

10

10

2

15mg/J

日間平均3,000mg/′J

の20

の3了.1

の38.1

の47.1

の46

の5l.11

+】S K O102の28

下水検定方法に関する省令

以上の規制のほかに,連続計測では導電率,流竜,ブu_度,日照強

度,ORP,イオン迷択屯短法によるFなども問題となる(〕バッチ

計測ではニッケル,仝クロム,アンモニウムイオン,硝酸根,伸

硝酸根,CN,リン酸根,油分,TOC,TODなども問題となって

いる｡

3.2 金属成分の分析

3.2.1 前処理一光電分光法

有害金属成分として,Cd,Pb,Cu,Zn,Cr,Mn,Hg,As など

があげられるが,これらを分析する際は-一般に共存する有機物の

妨害を除去するために,次のような前処理を行なう必要がある(5)｡

(a)灰化法

(i)乾式灰化法(電気炉加熱法,低温灰化法,密封灰化法など)

(ii)湿式灰化法(H2SO4-KMnO｡系,H2SO4-HNO｡系,HCl-

HNO3系,H2SO4-HClO｡系,HNO｡-HClO｡系,H2SO｡-

HNO3-HC104系,NaOH-H202系,

Tl

NOx

SO2

CO

CO2

02

煤塵

Pc

PPm

PPm

PPm

PPm

%

g/Nm3

NH40H-H20z系,NaOH

ーKMnO｡系など)

(b)i容媒抽出法(APDC-MIBK系,DDTC-酪酸-n-プチル系,

逆抽出法など)

(c)その他(気化分離法,沈殿分離法,クロマト分離法,イオ

ン■交換分離法など)

以上のうち,(a),(b)が拉もオーソドックスである｡図7は日立

製作所が建設省の補助金により試作した溶媒抽出装置の構成を示

すものである｡自動サンプラから容器Aに導入された試料水はpH

調製機構により所定の値に自動的に調製されたのち,容器Bに導

入される｡そこでキレート剤(たとえばDDTCやAPDC)を添加

L,有害金属成分をキレート化したのち,溶杖を混入し,激し〈

かき混ぜてキレートを抽出する｡次いで容器Cに移し,卜部溶媒

部を順次フラクションコレクタに移す｡この子由出溶媒を順次偵子

吸光装置に格し[‖1勺金属成分を分析する｡水銀の分析では還-j己乞も

化Lて生成Lた水銀恭;もを,フレームレス偵子吸光法により測定

する｡ヒ素の分析では還元気化して生成したと化水素(AsH3)を

H2-Ar系炎中で原一子[吸光法により測定する｡
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図7 550形自動溶媒抽出装置
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図8 300形高周波プラズマスペクトル分析装置

以上述べたJ京Tl吸光分析法は高感度でて石墨性もよい利点はある

が,多元素をl古川寺測;とすることはできない｡この間項に対し,従

米のア【クブ去やスパーク法を円いる発光分光分析では再現作と感

性が不十分であるため,村山氏,山本氏(6),Fassel氏(7).svoboda

氏く日)らはマイクロ波の安定放電を利用Lてプラズマ炎を作り,披

士壬スキャニング可能な発光分光分析法を開発し,ニれを日立製作

柄で製■指化L/二｡プラズマ屯源とLては2,450MHz,1kW(乃マイ

クロi使ぃ力を川いる｡プラズマふんし､乞毛は通常Ar とする｡写真

(図8)はその外観をホLたものである｡分光系は同一一仕様の2個

の上白川テ桁イーを有し.それぞれパルスモータにて任意波拉に設定き

れ,r勺標準i去も可能である｡二のような発光分光万上(は従来の煉

-｢l吸北i共に対し,多托共存令属成分の共存斗犬況を知ることができ

るノ･.‡で意味が大きい.⊃ なお,本法は有機物の妨害があるため,音容

媒抽Jllむ適地山i去によらねばならない｡ほかの前処理法としては

APDC沈嗟定法やイオン交換濃縮法なども適用される｡

3.2.2 電気化学的手法による金属分析

`■に妄も化学rlくJ手i去にもいろいろあるが,ここでは東京人ノア=生産技

術研究所虻藤研究室で開発し日立製作所で製品化した定電位クー

ロメト り【を液体クロマトグラフィに適用した方法について述べ
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図10 有害金属成分のクロマト分離例

る._,

図9において,検出器はイオン交換膜を隔膜とし作相電極と対

極とからなるフロー方式の走電位電解セルである｡図はこの検出

器を液体クロマトグラフに連結した場fナの系統を示している｡図

川はこの装置を用いて行なったクロマト分離例である｡分析条件

はカラム:9≠×100mI山,400c保7且,樟川旨:日立イオン交換樹脂,

i存離液:0.19M酒石酸アンモニウム＋0.05M酢酸アンモニウム,

検出電位:＋0.22Vvs Ag-AgIである｡この例のほかに,各柁有

機酸や各椎ハロゲンも分離定量分析できる特長を有している｡

3.3 非金属成分の計測

表4のような成分は生活展水に関連する水質の汚染度のパラメ

ータにあげられている｡ニれらはそれはどの前処理がなくても,

表4にあるような発色法に従って発色せしめ,1吸光度をi則志する

ことで完三量分析ができる｡

日_､上製作所が臨J未用自動分析計として開発したものを若干改造

して表4のような成分の分析に転用できるようにLた｡この方式

をとれば,通常数了了ミ りリ
ットルの試料水を必要とした標準分析

法を数ミIjリ
ットルでできること,一試料一成分･の分析に1～2

分の所要時間でよいなど,能率化,省力化が可頂巨となる｡

以上のほかに,各校酸素要求量の分析,シアン,フェノール類

の分析,油分分析などかずかずの測定二項目があるが,それらにつ

いては別の機会に述べることとする｡

表4 一般非金属成分の分析

測 定 項 目 方 法

全 ア ル カ リ 度

塩 素 イ オ ン

アンモニウムイオン

亜 硝 酸 根

硝 酸 規

正 リ ン 西安 根

シ リ カ

硫 酸 根

亜 硫 酸 根

メチルオレンジ上ヒ色法

チオシアン酸第2水銀比色法

フェノール比色法

ナプチルアミン比色法

ブルシン上ヒ色法

モリブデン青比色法

モり二7テン青比色;去

ノヾリウムクロラニル比色;去

ヨ
ー

ド 法
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凶Il水質汚濁の計測システム

3.4 水質汚濁の計測システム

ー般に化学成分の分析は現状ではすでにいくつかの例で述べた

ように,人手と時間とを要求する作業であり,測定対象成分によ

つて所要時間も相違するとともに,掛安換算手段も千差万別であ

る0 しかしながら,中央処理装置への各棟ヱ1淵;の結合は人きく分

ければ次の三者に分けられる｡図11において,

(1)各枠分光光度計,原子収光光度計など比較的単純な出加言号

を出し,測定ひん度の高い機器ではオペレータコンソールを併

用L,中央処理装置にオンラインで結合する()

(2)中央処理装置に直接結合することの困難な機器,たとえば,

ガスタロマトグラフ,質量分析計,液体クロマトグラフなどで

は専用のコンピュータで一次処理を行なったのち.小史処和装

置に結fナする｡

(3)てんぴん操作,写真など結でナが榊雉あるいはその利益があま

りないものでは,オフライン的に処理し,必要に応じて人手を

介し中央処理装置と結合する｡ここに､硬J一吸光法や炎光光度

法のようにオンライン可能なものでも,燃料消音ヤ遥の低減のた

めオフラインとすることを望まれる場fナもあるr,

いずれの場合でも,中央処理装置を使用する目的は,より多く

の情報を集めて,精度の高いデータを得ることにあり,そのため

には,散在する多くのデータ送受信点をいかに効率よく中央処理

装置に結合するかが計測システムとLての実用上ク〕間鳳Ⅰご工となる｡

この問題を解決する一手法として,F卜在データハイウエイシス

テムがある｡データハイウエイシステムは中央処理業置のデータ

送受イ言システムで,中央処理装置に付属Lたコントロ【ルステーーー

ションといくつかのローカルステーションおよぴステーションを

結ぶデータハイウエイより構成される｡ロ【カルステーションか

X-Y

プロッタ

ローカルステーション

オフライン入力制御

{巴度HP溶
在
酸
素

SS電
導
度

RPO温度【トポ
ー
ラ
ロ
､
他

ら検出部へは通常の配線による接続がなされるが, データノ､イ ウ

エイ部はアドレスラインとデータラインのわずか2不の線(2心

ケー｢ブル1本)

構成の崗虫適性,

ムのi成少など,

で構成されており,配線工事雫のイ呈も減,システム

_I二幸期間の知縮あるいは増設,変更のダウンタイ
多くの効果が和られる｡

【】結 言

以卜,通産告の高姥化計画と各柿の環頃汚染税別を考慮L,人

1t汚づとと水質汚濁の計測に二拉も適する計測機器の開発北i兄なJノび

にそれら計測機器を條補する際の自;J処珊やサンプリングに才‡十触

れるとともに,二れらの計測機器を似用する際の設帯状況や軌汁

装システムについても記述した｡人与く汚染の計測では環わび臥汁州

機器とLては今後よりいっそう感度の1Jり上を要するものむあり,

また,水宮守汚濁の計測では連続.汁測を強く要求されているものも

あるが,今後のこの分野の発展に期待される｡本研究にあたり,

班設孔 新【11‾蛙_t業こJし験巾,大阪仰の関係各位のご指′;轄を柑たこ

とを深く感謝する｡
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